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１．概要（Summary） 

新しい近赤外光検出器として静電容量型MEMS振動

子デバイスを作製した。近赤外光の吸収のためにプラズ

モニック金ナノ構造を搭載し、光吸収による共振周波数

変化を検出する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザー直接描画装置、レジスト現像装置、ウエハスピ

ン洗浄装置 

【実験方法】 

５インチマスクブランクスに静電容量型 MEMS 新デバ

イスのマスクパターンを描画した。その後、レジスト現像装

置とウエハスピン洗浄装置を用いて、現像や洗浄を行っ

た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 SOI（Silicon-on-insulator）ウェハを用いてデバイスを

作製した。作製結果を Fig. 1に示す。 

 

Fig. 1 Optical microscope image of the fabricated 

electrostatic transducer integrated with the 

near-infrared light absorber. 

 

作製したデバイスをアンプ回路に接続し周波数応答を

調べた結果をFig. 2に示す。30.74 kHz付近に共振が確

認された。電気等価回路シミュレーションによるフィッティ

ングにより、Q値は 5.0×104と算出できた。また、近赤外光

入射による共振周波数変化が得られ、光センサとして機

能することが確認された。 

 

Fig. 2 Experimental and simulation results of the 

resonant response of the electrostatic transducer.  

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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６．関連特許（Patent） 
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